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審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
 本論文は、白色干渉の手法を用い、ナノメートルオーダーの極めて薄い透明電極の膜厚を計測する新
しい手法の提案と実証である。非接触な光学的計測方法として現在までに開発されている方法では測定
することが出来なかった厚さの範囲を計測することができるアルゴリズムを提案し、その有効性を実証した
点が高く評価できる。計測ノイズを考慮したデータ解析をおこなうことにより、安定した測定を実現したこと
は、今後の光計測の分野にたいして有用な指針を与えるものであり、産業化への応用が期待される、有
意義な研究成果といえる。 
 
〔最終試験結果〕 
 平成２９年１０月３０日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のも
と、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によ
って、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
  上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資
格を有するものと認める。 
